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소개  

★ Film step height measurement (Surface Profiler)  
★ “박막 단차 측정기기” 

 1. Single 2D & 3D Scanning Profiler                                   

 2. 150mm Diameter Vacuum & Motorized sample stage or bigger       

 3. Zoom Optic : Top View 185~750 or 115~465X                         

 4. Stylus, 2um Radius 60 Degree                                                                                            

 5. Automatic Step Detection and Multiple Cursor Positioning                                                         

 6. Scan Length : 150 mm  

 7. CCTV Zoom : Top View 185~750 or 115~465x 

    - Scan Method : Bi-directional stage moving for scan 

    - Scan Speed : 2um ~ 25mm / sec, Sampling Rate : 50, 100, 200 Hz 

    - Vertical Range / Resolution : 13 um / 0.1 Angstrom. 

    - Stylus Force : Adjustable between 1~15mg 

    - L-Stylus : 2um Radius 60 Degree 
 모델명 : P-6 
 제조사 : KLA Tencor 

※ 주의사항  

※ 투명한 샘플을 측정할 때 : 반사되어 인식을 못할 수 있다. 
   → Si wafer 또는 다른 평평한 기판을 사용하여 테이프로 고정시킨 후 측정한다.  

- 샘플이 장비의 Cantilever 에 닿지 않도록 항상 주의한다. 
- 측정 범위 이상의 샘플을 측정하지 않는다. 
- Cantilever 가 오염 될 수 있는 powder 등의 시편은 사용하지 않는다. 



측정 방법 

 
3. FOCUS 를 클릭하여 초점을 맞춘다. 

2. MAN LOAD(manual load) 를 클릭하여 substrate를 home position 으로 이동시킨다. 

이 때 화살표를 눌러 이동시킬 수 있고(※ Cantilever는 움직이지 않으며, substrate가 움직인다) 
오른쪽 동그라미(6 inch wafer 크기)에서 클릭으로 이동시킬 수 있다. 
 

1. Substrate 가 밖으로 나와있는 상태에서 준비한 샘플을 올리고 샘플이 밀리지 않도록 Vacuum 을 잡는다. 



1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000 중 선택하거나 입력 

2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,25000 중 선택 

5,10,20,50,100,200,500,1000,2000 중 선택 

0.50,1,2,5,10,50 중 선택 또는 입력 

327㎛/0.1953Å 중 자신의 샘플에 맞게 range를 설정  
65 ㎛/0.0391Å 
13 ㎛/0.0078Å  

4. Esc 를 클릭하여 (Scan Parameter Definition에서) recipe 를 확인 및 수정한다. 

*Scan Size : 

*Scan Speed[㎛/s] / Sampling Rate[Hz] : 

*Applied Force : 

←,→ 중 선택 
*Scan Direction : 

★ 

※ Range를 낮게 할수록 resolution은 좋으나, 
  range를 벗어나 버리면 단차 측정이 불가하다. 
  (측정 Maximum : 327 ㎛)  

측정 방법 

 Vertical Ranging : 

(본인의 sample 에 맞게 선택한다. Si wafer의 경우 30~50이 적당) 



5. 단차를 알고자 하는 위치에 맞추고 START 를 클릭하여 측정을 시작한다. 

※ 측정 중 장비 주변에 휴대폰을 올려 놓거나  
   충격을 가하지 않는다. 

※ 화살표 방향 항상 확인 

측정 방법 



6. 측정이 끝나고 나면 LEVEL 을 클릭하여 2개의 bar가 생기면 위치를 맞추고  
   한번 더 LEVEL 을 클릭하여 Base Line 을 맞춘다.  

측정 방법 

★ 



7. Meas 부분의 Bar 를 확인 한 후 이동시켜 단차를 측정한다. 
   St Height 의 값을 읽는다. (단위 : Å) 

※ 이 때 bar는 이동시킬 수 있고 bar의 오른쪽 부분을 마우스 왼쪽 커서로 클릭하여  
   넓이를 조정할 수 있다. 

측정 방법 



8. 측정 결과를 저장하고 싶다면 : Export Graph 를 클릭하여 저장한다.  

 ※ 이 때 저장 데이터는 그래프의 캡쳐 화면으로만 저장된다. 

 < File → Export Graph → 바탕화면의 “DATA” 폴더에 자신의 이름이나 랩의 폴더 만들어서 저장 >  

9. Text File 로 저장하고 싶으면 : Scan data 를 다른 경로로 저장해 주어야 한다. 

 < File → Save Data → C드라이브 eagle → scandata → 자신의 이름이나 랩의 폴더 만들어서 저장 >  

→ Configuration 

→ Calibration 

→ Scan 

→ Export 

→ Stress 

* Scan Data 모드(recipe editor에서 한번더 esc를 누르면 된다)로 와서 앞에서 C드라이브에    
  저장했던 파일을 클릭하고 오른쪽 상단의 4개의 아이콘 중 Export 를 클릭한다. 

측정 방법 



* 5개의 이름이 생기고 Export 를 눌러 ASCII format 에서 저장한다. 

* Graph 를 저장했던 바탕화면의 DATA 폴더에 다음과 같이 Text File 이 잘 저장이 되었나 확인한다. 

측정 방법 



Scan Position Offset Calibration 

“Scan하려는 위치와 실제 Start 버튼을 눌러 scan할 때 위치가 많이 틀어져 있을 경우 교정” 

1. Calibration에서 왼쪽 scan position offset calibration을 클릭한다. 
2. Scan Position Offset Calibration Options 에서 500 um를 체크하고 Default를 눌러 Default recipe를  
   가져온다. Copy default to custom recipe?에서 Yes를 클릭한다. 

3. Procal wafer를 load한다. 
4. 아래 그림의 좌측 윗 부분 중 빨간색 네모박스 안의 윗쪽 삼각형 부분은 150 um, 아래쪽 삼각형 부분은   
   500 um Size이므로 아래쪽 삼각형 왼쪽에 Crosshair alignment pattern에 Screen crosshair를 맞춘다. 

※ Calibration 하기 전 담당자에게 문의 



Scan Position Offset Calibration 

5. START를 눌러 Scan을 시작한다. 
6. 아래 그림처럼 Data Analysis Window가 나타나면 밑의 Up Edge, Down Edge와 Width를 확인한다. 

※ Calibration 하기 전 담당자에게 문의 



7. 아래 Scan Offset Calibration Analysis 창에 값이 자동으로 나오지 않으면 윗쪽 Scan Data Window에서  
   level 및 Measurement cursors를 수동으로 맞추고 Scan Offset Calibration Analysis의 Record button을  
  누르면 값이 입력된다. 
8. 값이 입력되면 오른 쪽 Possible Actions 에서 Accept Current Calibration Result 를 선택하고 그 밑의  
   Take Selected Action를 누른다. 

9. Recipe 하나를 선택하여 측정할 때 정확한 위치에서 측정이 되는 지 확인한다. 

※ Calibration 하기 전 담당자에게 문의 

Scan Position Offset Calibration 




